esp@cenet document view 

Method and device for electromechanical current control 



1/1 s<—V 



Patent number: DE31 1 5565 
Publication date: 1 982-1 1-11 

inventor: NOVIK VIKTOR GRIGOREVIC [SU]; EGOROV SERGEJ 

PETROVIC [SU]; ALPATOVA NINA VLADIMIROVNA [SU] 

Applicant: NOVIK VIKTOR GRIGOREVIC;; EGOROV SERGEJ 

PETROVIC;; ALPATOVA NINA VLADIMIROVNA 

Classification: 

- international: H02P9/22; H01C10/12; G01L1/20; G01L9/02 

- european: G01 L1 /1 8; H01 L29/84; H03K1 7/94 

Application number: DE19813115565 19810416 
Priority number(s): DE198131 15565 19810416 



Abstract of DE31 15565 

The invention relates to a method for 
electromechanical current control, in the case of 
which a metal and a semiconductor are brought into 
contact and a voltage and forces which lead to a 
current change through the contact region are 
applied thereto successively. The area on which the 
force acts is kept equal (in the region in which the 
metal and semiconductor make contact) to the area 
of the contact region itself in the entire zone in 
which the forces act. The device for implementing 
this method for electromechanical current control 
contains a contact diode, which has a metal 
electrode in the form of a current-carrying sphere 
(ball) (2) and a semiconductor crystal (1) which 
makes contact therewith, and a mechanism for 
transmitting force to the contact diode. The contact 
area of the current-carrying sphere (2) with the 
semiconductor crystal (1) is equal to the area on 
which the force acts. The method and the device for 
electromechanical current control can be used 
especially for entering information into electronic 
calculator machines and broadcast radios and 
television sets. 
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Die Erfindung betriftt ein Verf ahren zur elektromechani- 
schen Stromsteueotng, bei dem ein Metall und ein Halbleiter 
in Kontakt gebracht und an diese auteinanderfolgend eine 
Spannung und zu einer StromSnderung durch die Kontaktge- 
gend fQhrende Krafte angel eg t warden. Die Kraftan griff sflache 
wird in der Kontaktgegend von Metall und HaiWeiter gleich der 
Flache der Kontaktgegend selbst im gesamten Bereich der 
angreifenden Krafte gehalten. Die dieses Verfahren realisie- 
rende Einrichtung zur etektromecrianischen Stromsteuerung 
enthalt eine eine Metallelektrode in Form einer stromfuhren- 
den Kugel (2) und einen mit dieser korrtaktierten HalWefterkri- 
stall (1 ) aufweisende Kdntaktdiode und einen Mechanism us 
zur Kraftubertragung auf die Kontakt diode. Die Kontaktflache 
der stromfQhrenden Kugel (2) mit dem Halbtetterfcristafl (1) ist 
gleich der Kraftangriff sflache. Das Verfahren und die Einrich- 
tung zur eiektromechanischen Stromsteuerung kdnnen insbe- 
sondere zur Informationseingabe in Elektronenrechervnaschi- 
nen und Rundfunk- und Fernsehgeraien ausgenutzt werden. 

(31 15 565) 
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Anspriiche 



1^) Verfahren zur elektromechanischen Stromsteuerung durch 
Kontaktierung von Metall und Halbleiter und durch auf- 
einanderfolgendes Anlegen einer Spannung und zu einer 
Stromanderung durch die Kontaktgegend ftihrender Kraf- 
te an diese, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Kraftangriffsf lache in der Kontaktgegend von 
Metall und Halbleiter gleich der Flache der Kontakt- 
gegend selbst im gesamten Bereich der angreifenden 
Krafte gehalten wird. 

2. Einrichtung zur Durchf tihrung des Verfahrens nach An- 
spruch 1 , mit einer eine Ifetallelektrode und einen 
mit dieser kontaktierten Halbleiterkristall aufwei- 
senden Kontaktdiode und einem Mechanismus zur Kraft- 
tibertragung auf die Kontaktdiode, 

dadurch gekennzeichnet , 

daB die Metal lelektr ode in Form einer eine Kontakt- 
flache mit dem Halbleiterkristall (1) gleich der Kraft- 
angriffsf lache aufweisenden strorof iihrenden Kugel (2) 
ausgefiihrt ist. 
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3. Einrichtung nach Anspruch 2, 
gekennzeichnet durch 

ein die stromf tihrende Kugel (2) beriihrendes stromf uhren- 
des Element (9, 16) , das in Verbindung mit der Kugel (2) 
zum Zeitpunkt des Kraf tangrif f s als Mechanismus zur 
Kraf ttibertragung dient. 

4. Einrichtung nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet , 

daB das stromf iihrende Element (9) aus einer dielektri- 
schen Schicht (4) mit einer Metallfolie (5) ausgefuhrt 
ist. 





1155 



65 



- 3 - 



1. Viktor Grigorievich NOVIK, Moskau 

2. Sergei Petrovich EGOROV, Moskau 

3. Nina Vladimirovna ALPATOVA, Moskau 



UdSSR 



Verfahren und Einrichtung zur elektromechanischen 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren 
und elne Einrichtung zur elektromechanischen Strom- 
steuerung . 

Die vorliegende Erfindung kann mit Erfolg zur 
elektromechanischen Stromsteuerung in einem weiten 
Stromwertebereich zur 

- Informationseingabe in Elektronenrechemna- 
schinen sowie in Rundfunk- und FernsehgerSte , 

- Messung von Druck, Beschleunigung, Langenab- 
messungen 

und 

- Schaf fung kleinformatiger EmpfSnger fur akusti- 
sche und hydroakustische Schwingungen 

eingesetzt werden, 
530-0802/1 P.82887-E-61-Ko-Bk 
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Die gegenwSrtige Entwicklung der Tensoelektronik 
erhoht unablassig die Forderungen an die Zuverlassig- 
keit und Wirtschaf tlichkeit der Arbeit von Dehnungs- 
meBfuhlern, dh Einrichtungen zur elektromechanischen 
Stromsteuerung. In diesem Zusammenhang werden Forde- 
rungen an eine Erhohung der DehnungsmeBempf indlichkeit 
und der W&rmestabilitat dieser MeBfiihler bei einer Ver- 
ringerung deren Leistungsbedarf es gestellt. 

Die Weiterentwicklung der bestehenden Verfahren 
zur elektromechanischen Stromsteuerung laBt aber kei- 
ne wesentliche Verbesserung der technisch-wirtschaft- * 
lichen Kennziffern der Dehnungsmesser und DehnungsmeB- 
streifen zu. 

Am besten kann die gegebene Aufgabe durch Ausnut- 
zung von tensoelektronischen Systemen gelSst werden, 
die eine hohe DehnungsmeBempf indlichkeit in einem wei- 
ten Bereich von Umgebungstemperaturen und also eine 
hohe Lebensdauer besitzen, die sowohl durch Verringe- 
rung der an die Einrichtungen angelegten Kraf te als 
auch durch Verminderung der Leistungsauf nahme erreicht 
werden kann. 

Es gibt ein elektromechanisches Verfahren zur Strom- 
steuerung (vgl US-PS 4 092 640) durch Kontaktierung von 
Metall und Halbleiter und auf einanderfolgendes Anlegen 
einer Spannung und zur Stromanderung durch in die 
Kontaktgegend ftthrende Krafte. 

Eine danach arbeitende Einrichtung hat eine eine 
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Metal lelektrode und einen mit dieser kontaktierten 
Halbleiterkristall aufweisende Kontaktdiode sowie 
einen Mechanismus zur Kraf ttibertragung auf die 
Kontaktdiode . 

Gem&B diesera Verfahren und dieser Einrichtung 
zur elektromechanischen Stromsteuerung (zwecks Er- 
reichung praktisch annehmbarer Stromwerte) muB aber 
die elektromechanische Stromsteuerung bei Anlegen er- 
heblicher Kr&fte an die Kontaktdiode erfolgen, die 
eine schnelle ZerstSrung der Metallelektrode bewirken, 
was die Betriebssicherheit der Einrichtung herabsetzt. 

Daruber hinaus weist die dieses bekannte Verfahren 
realisierende Einrichtung eine niedrige Warmestabilitat 
auf , was deren Betriebssicherheit gleichfalls sprung- 
haft herabsetzt. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein 
Verfahren zur elektromechanischen Stromsteuerung zu ent- 
wickeln, das es gestattet, den Stromsteuerbereich zu er- 
weitern, und eine Einrichtung zu dessen Verwirklichung 
zu schaffen, die eine erhtfhte Betriebssicherheit aufweist* 

Bei einem Verfahren zur elektromechanischen Strom- 
steuerung durch Kontaktierung von Metall und Halbleiter 
und durch auf einanderf olgendes Anlegen einer Spannung 
und zu einer Stromanderung durch die Kontaktgegend fiihren- 
der Krafte an diese wird die Aufgabe gemaB der Erfindung 
dadurch gelSst, daB die Kraf tangrif f sf lache in der Kontakt- 
gegend von Metall und Halbleiter gleich der Flache der 
Kontaktgegend selbst im gesamten Bereich der angreifenden 
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Krafte gehalten wird. 

Bei einer Einrichtung zur elektromechanischen 
Stromsteuerung mit einer eine Metal lelektrode und 
einen mit dieser kontaktierten Halbleiterkristall 
aufweisenden Kontaktdiode und einem Mechanisraus zur 
Kraftiibertragung auf die Kontaktdiode wird die Auf- 
gabe gemS.fi der Erfindung dadurch geldst, dafi die Me- 
tallelektrode in Form einer eine Kontaktf lSche mit dem 
Halbleiterkristall gleich der Kraftangrif fsflache auf- 
weisenden stromfiihrenden Kugel ausgefvihrt ist. 

ZweckmSBigerweise enthS.lt die Einrichtung ein die 
stromfuhrende Kugel beriihrendes stromf iihrendes Element, 
das in Verbindung mit der ersteren zum Zeitpunkt des 
Kraftangrif fs als Mechanismus zur Kraftiibertragung dient. 

Hierbei ist es erwiinscht, daB das stromfuhrende Ele- 
ment aus einer dielektrischen Schicht mit einer Metall- 
folie ausgefiihrt ist. 

Die vorliegende Erfindung gestattet es, den Strom 
in einem weiten Wertebereich zu steuern, was die Dehnungs 
meBempf indlichkeit der Einrichtung vergr6fiert und dadurch 
ihre Betriebssicherheit sprunghaft erhoht. 

AuBerdem gestattet es die vorliegende Erfindung, die 
Warmestabilitat der das Verfahren realisierenden Einrich- 
tung zu steigern r was ihre Betriebssicherheit gleichfalls 
erhoht . 

Die vorliegende Erfindung soil nachstehend anhand 



1 5565 



- 7 - 



einer Beschreibung von Beispielen von deren konkreter 
Ausflihrung und beiliegender Zeichnungen naher erlautert 
werden. Es zeigt: 

Fig* 1: die Gesamtansicht der Einrichtung zur 
elektromechanischen Stromsteuerung im 
Schaltbetrieb (im Langsschnitt) gemSB 
der Erfindung; 

Fig. 2: eine Ansicht in Pf eilrichtung A in Fig. 1; 

Fig. 3: die Gesamtansicht einer Einrichtung zur 

elektromechanischen Stromsteuerung in einem 
MeBbetrieb fur dynamische Beanspruchungen 
(im Langsschnitt) gemaB der Erfindung. 

Beim vorliegenden Verfahren zur elektromechanischen 
Stromsteuerung wird ein Metall und ein Halbleiter in 
Kontakt gebracht. Auf einanderfolgend werden an sie eine 
Spannung und zu einer Stromanderung durch die Kontakt- 
gegend fuhrende KrSLfte angelegt. Hierbei wird die Kraft- 
angriff sf ISche in der Kontaktgegend von Metall und Halb- 
leiter gleich der Flache der Kontaktgegend selbst im 
gesamten Bereich der angreifenden Krafte gehalten. 

Die das erf indungsgemaBe Verfahren realisierende 
Einrichtung zur elektromechanischen Stromsteuerung ent- 
halt eine Kontaktdiode , die einen Halbleiterkristall 1 
(Fig. 1) und eine mit diesem kontaktierte , in Form einer 
stromfuhrenden Kugel 2 ausgefuhrte Metallelektrode auf- 
weist f deren Kontaktf lache mit dem Kristall 1 gleich der 
Kraftangriffsf lache ist. Der Kristall 1 ist auf einer 



31 15565 



- 8 - 



aus einem Dielektrikum 4 und einer auf das Dielektri- 
kum 4 aufgetragenen Leitschicht 5 bestehenden Unterla- 
ge 3 (Fig. 1, 2) befestigt. Auf der Leitschicht 5 ist 
um den Kristall 1 eine Zwischenlage 6 angeordnet, de- 
ren Dicke gleich der H6he des Kristalls 1 ist. Auf 
der Zwischenlage 6 und auf dera Kristall 1 liegt eine 
Zwischenlage 7 rait einem Loch 8 , in dem die Kugel 2 
angeordnet ist und das von der Seite des Kraf tangrif f s 
zur Begrenzung des Httchstdruckwertes ausgesenkt ist. 
Auf der Zwischenlage 7 ist ein stromf uhrendes Element 
angeordnet, das in Form einer aus einer dielektrischen 
Schicht mit einer Metallfolie hergestellten Leitschicht 9 
ausgefiihrt ist. Auf der Leitschicht 9 liegt eine Zwischen- 
lage 10. Die gesamte Einrichtung halt dank einer auf der 
Zwischenlage 10 abgebogene Biattchen 12 aufweisenden 
Halterung 11 zusammen. Mit den Leitschichten 5 und 9 
«. sind Anschltisse 13 bzw 14 ftir eine Spannungszuf iihrung 

zur Einrichtung verbunden. Die Kugel 2 dient in Verbin- 
dung mit der Leitschicht 9 als Mechanismus zur Kraft- 
(ibertragung zum Zeitpunkt des Kraf tangrif fs. 

GemaB einer anderen Aus ftthrungs form enthalt die 
das erf indungsgemafie Verfahren realisierende Einrich- 
tung zur elektromechanischen Stroiasteuerung ein Gehause 
15 (Fig. 3), in dem ein Halbleiterkristall und eine 
stromf tihrende Kugel 2 untergebracht sind. Als stromf Uh- 
rendes Element gelangt eine inerte Masse 16 zum Einsatz. 
Am Gehause 15 ist eine Druckfeder 17 zur Ausubung eines 
konstanten Druckes auf die Masse 16 befestigt. Die Fiih- 
rungen 18 zur Fixierung der Lage der Masse 16 sind am 
Gehause 15 befestigt. An den AnschluB 14 ist ein Last- 
widerstand 19 gelegt. Die Kugel 2 dient in Verbindung 
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mit der Masse 16 als Mechanismus zur Kraf ttibertragung 
zum Zeitpunkt des Kraf tangrlf f s . 

Die das erf indungsgemSBe Verfahren realisierende Ein- 
richtung zur elektromechanischen Stromsteuerung arbei- 
tet im Schaltbetrieb wie folgt: 

Die Kraft beispielsveise eines menschlichen Fingers 
wird an die Leitschicht 9 (Pig, 1, 2) angelegt, die sie 
ttber die stromf iihrende Kugel 2 an den Halbieiterkristall 1 
vermittelt. Infolge des Kraf tangrif f s Sndert sich die 
Leitf Shigkeit der Kontaktdiode . Die Begrenzung der 
Kraft wird durch die Form und Abmessungen eines Zusatz- 
loches 8 in der Zwischenlage 7 gesichert, das die Ein- 
dringtiefe des Flngerpolsters und der Leitschicht 9 bei 
einem Anschlag des Fingers gegen die Zwischenlage 7 be- 
stimmt. Anstelle des Fingers kann ein beliebiger elasti- 
scher Werkstoff verwendet werden, der nach der Elastizi- 
tat nahe an den mechanischen Eigenschaf ten des Polsters 
eines menschlichen Fingers steht. 

Da in der Einrichtung ein konstanter Kontakt der 
Kugel 2 mit dera Krlstall 1 gewSLhrleistet ist, so ver- 
groBert die angreifende Kraft r indem sie die Kontakt- 
flache erweitert, automatisch die Kraf tangrif fsflMche 
am Kristall 1 . Auf diese Weise f Silt bei beliebigen 
Bedingungen unterhalb der Bruchlast die Flache der ge- 
bildeten Kontaktdiode mit der Kraf tangrif f sf lache je- 
derzeit zusammen. Hlerbei wird der Strom in jedem Kon- 
taktpunkt tiber den gesamten Bereich der angreifenden 
Kr&fte gesteuert. 
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Die das erf indungsgemSBe Verfahren realisierende 
Einrichtung zur Stromsteuerung arbeitet im MeBbe- 
trieb fur dynamische Beanspruchungen wie folgt: 

Bei dynamischen Einwirkungen , deren Richtung senk- 
recht zur OberflSche des Kristalls 1 ist und denen die 
Einrichtung ausgesetzt wird, erzeugt die mit der inerten 
Masse 16 verbundene Kugel 2 eine Kraft in der Kontaktge- 
gend der Kugel 2 mit dem Halbleiterkristall 1 , was eine 
StromSnderung im Speisestromkreis der Einrichtung her- 
beiftihrt, wodurch die Spannung an der Einrichtung und 
dem Lastwider stand 19 geSndert wird. 

Der durch eine (in der Zeichnung nicht angedeute- 
te) MeBeinrichtung festgehaltene Wert der Spannungsan- 
derung ist proportional zum Wert (Amplitude) einer Be- 
schleunigung der dynamischen Einwirkungen. 

Die vorliegende Erfindung gestattet es, eine Fa- 
milie von Dehnungsmefi- und SchaltgerSten zu schaffen, 
die geringe Abmessungen, geringen Leistungsbedarf , 
hohe Lebensdauer und folglich eine hohe Betriebssi- 
cherheit und niedrige Selbstkosten aufweisen. 



